Solution for researching

Portador De Wafers Circulares De 6 Polegadas Em Ptfe
Resistente A Acidos E Alcalis Cesto De Limpeza De

Semicondutores Personalizavel
Numero do item: PL-CP55

introducao

Portadores de wafers de 6 polegadas em PTFE

de alta pureza, projetados para processamento
| Umido critico de semicondutores. Projetados
para extrema resisténcia quimica e estabilidade
térmica, esses cestos de flores personalizdveis
garantem limpeza uniforme e protecao do
substrato em ambientes hostis de imersao
acida e alcalina durante toda a producao.

Saiba mais

Imersdo de wafers em solugées SC-1 e SC-2 para remover
contaminantes organicos e idnicos.

Limpeza RCA de
Semicondutores

L Remocéo seletiva de camadas de material usando acido fluoridrico

Processos de Gravacao Umida L. L.
(HF) ou acido fosférico.

Remocédo de camadas de fotoresiste usando solventes organicos

Remocao de Fotolitografia ; - .
agressivos ou solugdes piranha.

Limpeza de alto volume e texturizacédo de superficie de wafers de
silicio para eficiéncia aprimorada.

Texturizacao de Células
Solares

. . Remocéo de particulas de lama e produtos quimicos apés o polimento
Enxague P6s-CMP . .g P . P i 2 P
quimico-mecanico.
Limpeza de componentes de laboratério de alta pureza em &cido
nitrico ou cloridrico concentrado.

Preparacao para Analise de
Tracos

Manuseio especializado de substratos para a produgdo de
microeletromecanicos sistemas.

Portador de Wafers Circular PL-CP55 (Cesto de Flores)

Fabricacdao de MEMS

Identificacdo do Produto

Composicao do Material Politetrafluoretileno (PTFE) Virgem de Alta Pureza
Compatibilidade de Tamanho
de Wpafer 6 Polegadas (150mm) Padrédo (Tamanhos personalizados disponiveis)

Configuracao Cesto Circular com Fendas / Design de Flor Perfurada
Contagem de Fendas /

Capacidade Personalizével (Opcées padrdo: 10, 25 ou 50 fendas)

Temperatura de Operacao -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Resisténcia Quimica pH 0-14 (Resisténcia universal a acidos/alcalis/solventes)

Largura da Fenda / Passo Totalmente Personalizével por especificagédo do usuério

Resisténcia total a agentes oxidantes e bases de alta temperatura.

O posicionamento preciso do substrato garante profundidade de
gravagdo uniforme em todo o wafer.

O material ndo incharéa ou se degradara quando exposto a
solventes agressivos.

O design duravel suporta os rigores do rendimento quimico em
escala industrial.

Superficies ultrassuaves impedem o reanexo de particulas e
facilitam o enxague facil.

Elimina riscos de contaminagao cruzada para analise elementar de
ultra-tragos.

Dimensdes de fendas personalizéveis acomodam espessuras de
substratos ndo padronizadas.
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el Beneficio Principal

Parametro Especificacao para PL-CP55

Alga fixa integrada ou alga oscilante de PTFe destacével

fipoleeliics (Personalizavel)

Acabamento Superficial Usinado em CNC Suave (Ra = 0,8um tipico)

Método de Fabricacao 100% Usinado em CNC de Precisdo (Produto Personalizado)
Dimensdes Projetadas sob medida para se ajustar a dimensdes especificas de

bancada Umida ou tanque
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